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СХ40М

В стремлении быть лучше 

Обновленная модель металлографических микроскопов СХ40М сочетает в себе преимущества лучших моделей «XYM» и «МХ4R», а также инновационные решения новейшей модели микроскопов «RX50M». Превосходные возможности в плане формирования изображений, в сочетании с эргономичной конструкцией и оптимальными затратами обеспечивают наилучшее решение для задач металлографического анализа и промышленного контроля. 
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1. Угол наклона окулярных трубок составляет 30°, что  позволяет пользователю выбрать удобное положение для выполнения работы, исключив ощущения перенапряжения и излишней усталости. Микроскоп допускает регулировку межзрачкового расстояния по шкале на окулярной насадке.

2. Осветитель отраженного света с полевой / апертурной диафрагмой и устройством косого освещения, пазы для светофильтров,  поляризационный фильтр, подсветка по схеме  Келлера.

2.1. По сравнению с другими светодиодными лампами светодиодная лампа (LED) мощностью 5Вт обеспечивает теплое белое освещение (3000-3300К), снижающее усталость глаз при длительном наблюдении за образцами (в экстремальных условиях).

2.2. Механизмы (ручки) для центрирования полевой и апертурной диафрагм уменьшают рассеивание света за счет расширения или сужения зоны освещения.

2.3. Простая поляризация достигается путем использования соответствующего поляризатора. Наилучшие изображения получаются с помощью разных фильтров.
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3. Максимальная высота тестируемого образца составляет 28 мм при работе в проходящем и отраженном свете, максимальная высота тестируемого образца в отраженном свете – 78 мм, при этом предметный столик можно опустить на 50 мм, повернув винт держателя.
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4. Ключ для откручивания болта с шестигранной головкой М4 расположен в штативе (корпусе) микроскопа, это увеличивает свободное пространство и производительность работы специалиста.

5. Ограничитель вертикального перемещения исключает возможность поломки в результате контакта образца и объектива.
6. Благодаря высококачественному конденсору, который также применяется в новой модели RX50М, существенно увеличивается поток проходящего света и освещенность предмета при большой числовой апертуре.

Высокая цветовая коррекция и отличное покрытие новых усовершенствованных объективов серии LMPlan позволяют увеличить оптическое разрешение изображения и улучшить цветопередачу.
	Объектив
	Увеличение
	Числовая апертура
	Рабочее расстояние (мм)
	Покровное стекло (мм)
	Парфокальное расстояние (мм)
	Коррекция (мм)

	LMPlan
	5Х
10Х

20Х

50Х

100Х
	0,15
0,30

0,45

0,55

0,80
	10,80
10,00

4,00

7,90

2,10
	0
	45
	∞


В модели микроскопов СХ40М используется светлопольное освещение, косое освещение, а также  простая поляризация. Светлопольное оптическое изображение высокой яркости и разрешения реализует точную передачу цвета образца. Косое освещение применяется для получения рельефных оптических изображений.
1-2-3 Светлопольное изображение

4-5 Изображение при косом освещении

6 Поляризационное изображение образца
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Характеристики микроскопа модели СХ40М
	Оптическая система
	Цветовая оптическая система (CSIS), скорректированная на бесконечность

	Окулярная насадка
	Бинокулярная насадка gemel с наклоном на 30°, межзрачковое расстояние: 54-75 мм, левый окуляр с диоптрийной регулировкой ±5
Тринокулярная насадка gemel с наклоном на 30°, межзрачковое расстояние: 54-75 мм, диоптрийная регулировка ±5, разделение светового потока в соотношении R:T = 100:0 или 50:50

	Окуляр 
	Широкопольный планат с высоким выносом зрачка PL10×22мм
Широкопольный планат с высоким выносом зрачка PL10×22мм, с сеткой
Широкопольный сфокусированный планат с высоким выносом зрачка PL10×22мм

Широкопольный планат с высоким выносом зрачка PL15×16мм

	Объектив
	Планахроматический металлографический объектив с большим рабочим расстоянием и увеличением 5Х/10Х/50Х/100Х

	Револьверная головка
	Обратная, с 5 объективами

	Фокусировка
	Штатив (корпус) для работы в проходящем и отраженном свете: коаксиальные ручки фокусировки с регулировкой натяжения (усилия) и ограничителем вертикального перемещения, механизм грубой фокусировки: 28мм, механизм точной фокусировки с шагом 0,002мм. Предметный столик можно перемещать в вертикальном направлении с возможностью установки образца высотой 28 мм
Штатив (корпус) для работы в отраженном свете: коаксиальные ручки фокусировки с регулировкой натяжения и ограничителем вертикального перемещения, механизм грубой фокусировки: 28мм, механизм точной фокусировки с шагом 0,002мм. Предметный столик можно перемещать в вертикальном направлении с возможностью установки образца высотой 78 мм

	Предметный столик
	Двухуровневый механической столик с коаксиальной Х-Y регулировкой, размеры столика: 175мм×145мм, диапазон перемещения столика: 76мм×42мм
Предусмотрена металлическая пластина для микроскопа, работающего в проходящем свете, и стеклянная пластина для микроскопа, работающего в проходящем и отраженном свете

	Осветитель отраженного света
	Широкий диапазон напряжений питания 100-240В АС, 50-60Гц, корпус со светодиодной лампой для осветителя отраженного света 5Вт, теплый цвет. Осветитель по схеме Келлера с устройством косого освещения, центральной регулируемой полевой и апертурной диафрагмой

	Осветитель  проходящего света
	Широкий диапазон напряжений 100-240В АС, 50-60Гц, корпус со светодиодной лампой для осветителя проходящего света 5Вт, теплый свет

	Конденсор
	Числовая апертура 0.9, поворотно-откидной ахроматический конденсор для штатива микроскопа, работающего в проходящем свете, с центральной регулируемой апертурной ирисовой диафрагмой

	Другие принадлежности
	Желтый/нейтральный/IF550/LBD фильтры для проходящего света
Адаптер для цифровой камеры: С-крепление для 1Х, 0,67Х, 0,5Х, фотоокуляр 3,2Х, фото тубус с креплением PK или MD, оборачивающая линза
Интерференционный фильтр отраженного света: голубой ≤480нм, зеленый 520-570нм, красный 630-750нм, белый выравнивающий фильтр
Высокоточный микрометр, цена деления 0,01мм
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Схема микроскопа СХ40М





Фотоокуляр  





Фото тубус  





Широкопольный сфокусированный планат





Широкопольный планат с сеткой





Широкопольный планат  





Широкопольный планат  





Тринокулярная насадка  





Бинокулярная насадка  





Неподвижный анализатор  





Поляризатор  





Зеленый интерференционный фильтр  





Голубой интерференционный фильтр  





Поворотный анализатор 360°  





Осветитель отраженного света  





Корпусная лампа (5Вт СИД)  





Красный интерференционный фильтр  





LBD интерференционный фильтр  





Планахроматический металлографический объектив, скорректированный на бесконечность   





Механический столик (для работы в проходящем/отраженном свете)





Желтый фильтр





Механический столик (для работы в отраженном свете)





Поворотно-откидной конденсор, Ч.А. 0,9





LBD фильтр





IF550 фильтр





Поляризатор  





Корпус с лампой (5Вт СИД)  





Корпус для работы в проходящем/отраженном свете





Корпус для работы в отраженном свете  





Нейтральный фильтр








